
(19)国家知识产权局

(12)发明专利

(10)授权公告号 

(45)授权公告日 

(21)申请号 202210116630.X

(22)申请日 2022.02.07

(65)同一申请的已公布的文献号 

申请公布号 CN 114484974 A

(43)申请公布日 2022.05.13

(73)专利权人 潍坊亚和气体设备有限公司

地址 261000 山东省潍坊市高新区清池街

道宝通社区樱前街以南高新一路以西

樱宝巷121号厂房

(72)发明人 吕正青　张明　刘琳　

(51)Int.Cl.

F25D 11/00(2006.01)

F25D 17/08(2006.01)

F25D 25/02(2006.01)

F25D 29/00(2006.01)

F25D 21/14(2006.01)

F25D 23/00(2006.01)

F25B 21/02(2006.01)

(56)对比文件

CN 112856882 A,2021.05.28

CN 113521969 A,2021.10.22

审查员 顾广锦

 

(54)发明名称

一种半导体高效制冷机

(57)摘要

本发明公开了一种半导体高效制冷机，包括

箱体，所述箱体内下侧固定连接设有工作箱，所

述工作箱的两侧通透设置，所述工作箱内两侧对

称固定连接设有两个半导体，所述工作箱的上侧

匹配连接设有进气管，所述进气管贯穿于工作箱

和箱体设置，所述进气管位于箱体内匹配连接设

有压缩机，所述箱体上侧还匹配连接设有连接

管，所述连接管贯穿于工作箱和箱体设置，所述

连接管位于箱体外侧连接设有排放装置，所述箱

体外侧对称固定连接设有两个电机。本发明采用

节能式半导体制冷片，不需要制冷循环，减少中

间过程能量损失，冷却效率高，散热损失小，且可

以对装置内外产生的清水进行一定的收集提醒

操作，整体操作简单，实用性强。
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1.一种半导体高效制冷机，包括箱体（1），其特征在于，所述箱体（1）内下侧固定连接设

有工作箱（2），所述工作箱（2）的两侧通透设置，所述工作箱（2）内两侧对称固定连接设有两

个半导体（3），所述工作箱（2）的上侧匹配连接设有进气管（4），所述进气管（4）贯穿于工作

箱（2）和箱体（1）设置，所述进气管（4）位于箱体（1）内匹配连接设有压缩机（5），所述箱体

（1）上侧还匹配连接设有连接管（6），所述连接管（6）贯穿于工作箱（2）和箱体（1）设置，所述

连接管（6）位于箱体（1）外侧连接设有排放装置，所述箱体（1）外侧对称固定连接设有两个

电机（11），两个所述电机（11）的输出轴贯穿于箱体（1）设置，两个所述电机（11）的输出轴位

于箱体（1）内固定连接设有扇叶（12），且所述扇叶（12）和半导体（3）对应设置，所述工作箱

（2）上侧对称固定连接设有两个固定板（13），两个所述固定板（13）远离对方的一侧固定连

接设有第一弹簧（14），所述第一弹簧（14）的另一侧固定连接设有移动板（15），所述移动板

（15）上侧设有回型板（16），所述回型板（16）贯穿于移动板（15）和移动板（15）滑动连接设

置，所述回型板（16）通过第三弹簧（29）和移动板（15）连接设置，所述回型板（16）下侧固定

连接设有夹板（41），所述工作箱（2）内设有显示装置，所述排放装置包括在箱体（1）上侧固

定连接设置的排出箱（7），所述连接管（6）贯穿于排出箱（7）底部设置，所述排出箱（7）上侧

匹配安装设有箱盖（8），所述箱盖（8）上侧固定连接设有排气管（9），所述排气管（9）贯穿于

箱盖（8）设置，所述排气管（9）位于箱盖（8）内螺纹套设有过滤板（10），所述过滤板（10）下侧

固定连接设有握杆，所述握杆贯穿于排气管（9）设置。

2.根据权利要求1所述的一种半导体高效制冷机，其特征在于，所述箱体（1）内对称设

有四个限位槽（30），四个所述限位槽（30）两两一组设置，且四个所述限位槽（30）内滑动连

接设有限位板（31），所述限位板（31）贯穿于限位槽（30）和移动板（15）固定连接设置。

3.根据权利要求1所述的一种半导体高效制冷机，其特征在于，所述显示装置包括在工

作箱（2）内下侧固定连接设置的玻璃管（33），所述玻璃管（33）贯穿于工作箱（2）和箱体（1）

设置，所述玻璃管（33）内滑动连接设有活塞（34）。

4.根据权利要求3所述的一种半导体高效制冷机，其特征在于，所述箱体（1）下侧固定

连接设有控制板（37），所述控制板（37）位于玻璃管（33）的右侧设置，所述控制板（37）侧壁

设有控制槽（35），所述控制槽（35）内滑动连接设有控制杆（36），所述控制杆（36）贯穿于控

制槽（35）设置，所述控制杆（36）位于控制板（37）左侧固定连接设有接触板（38），所述接触

板（38）的左侧固定连接设有接触杆（40），所述接触杆（40）和玻璃管（33）接触连接设置，且

所述接触杆（40）和活塞（34）对应匹配设置，所述接触板（38）右侧固定连接设有第四弹簧

（39），所述第四弹簧（39）的另一侧和控制板（37）接触连接设置。

5.根据权利要求1所述的一种半导体高效制冷机，其特征在于，所述排出箱（7）内设有

多个存放板（18），所述存放板（18）中间位置为漏网型设置，多个所述存放板（18）内对称设

有两个空腔（19），两个所述空腔（19）内转动连接设有转动杆（20），所述转动杆（20）贯穿于

空腔（19）设置，所述转动杆（20）位于空腔（19）内固定套设有齿轮（21），所述空腔（19）内对

称设有两个齿条（22），两个所述齿条（22）和齿轮（21）啮合连接设置，两个所述齿条（22）远

离对方的一侧固定连接设有连接板（27），所述连接板（27）远离对方的一侧固定连接设有连

接杆（26），所述连接杆（26）贯穿于空腔（19）设置，所述排出箱（7）内对称设有多个连接槽

（25），所述连接杆（26）贯穿于连接槽（25）和连接槽（25）匹配连接设置，所述连接板（27）通

过第二弹簧（28）和空腔（19）连接设置。
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6.根据权利要求5所述的一种半导体高效制冷机，其特征在于，所述空腔（19）内对称设

有四个滑槽（23），四个所述滑槽（23）内滑动连接设有滑杆（24），所述滑杆（24）贯穿于滑槽

（23）和齿条（22）固定连接设置。
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一种半导体高效制冷机

技术领域

[0001] 本发明涉及制冷机技术领域，尤其涉及一种半导体高效制冷机。

背景技术

[0002] 制冷机，是将具有较低温度的被冷却物体的热量转移给环境介质从而获得冷量的

机器，传统的制冷剂采用单一的利用制冷剂循环进行降温操作，冷却效率不高，且容易产生

泄露氟利昂，进而损伤大气层，且在制冷机的内部和外部均会产生一定数量的清水，这些清

水不能及时的得到处理，会大大影响制冷机的工作效率，因此，提供一种半导体高效制冷

机。

发明内容

[0003] 本发明的目的是为了解决现有技术中存在的缺点，如：传统的制冷剂采用单一的

利用制冷剂循环进行降温操作，冷却效率不高，在制冷机的内部和外部均会产生一定数量

的清水，这些清水不能及时的得到处理，会大大影响制冷机的工作效率，而提出的一种半导

体高效制冷机。

[0004] 为了实现上述目的，本发明采用了如下技术方案：

[0005] 一种半导体高效制冷机，包括箱体，所述箱体内下侧固定连接设有工作箱，所述工

作箱的两侧通透设置，所述工作箱内两侧对称固定连接设有两个半导体，所述工作箱的上

侧匹配连接设有进气管，所述进气管贯穿于工作箱和箱体设置，所述进气管位于箱体内匹

配连接设有压缩机，所述箱体上侧还匹配连接设有连接管，所述连接管贯穿于工作箱和箱

体设置，所述连接管位于箱体外侧连接设有排放装置，所述箱体外侧对称固定连接设有两

个电机，两个所述电机的输出轴贯穿于箱体设置，两个所述电机的输出轴位于箱体内固定

连接设有扇叶，且所述扇叶和半导体对应设置，所述工作箱上侧对称固定连接设有两个固

定板，两个所述固定板远离对方的一侧固定连接设有第一弹簧，所述第一弹簧的另一侧固

定连接设有移动板，所述移动板上侧设有回型板，所述回型板贯穿于移动板和移动板滑动

连接设置，所述回型板通过第三弹簧和移动板连接设置，所述回型板下侧固定连接设有夹

板，所述工作箱内设有显示装置。

[0006] 优选地，所述箱体内对称设有四个限位槽，四个所述限位槽两两一组设置，且四个

所述限位槽内滑动连接设有限位板，所述限位板贯穿于限位槽和移动板固定连接设置。

[0007] 优选地，所述显示装置包括在工作箱内下侧固定连接设置的玻璃管，所述玻璃管

贯穿于工作箱和箱体设置，所述玻璃管内滑动连接设有活塞。

[0008] 优选地，所述箱体下侧固定连接设有控制板，所述控制板位于玻璃管的右侧设置，

所述控制板侧壁设有控制槽，所述控制槽内滑动连接设有控制杆，所述控制杆贯穿于控制

槽设置，所述控制杆位于控制板左侧固定连接设有接触板，所述接触板的左侧固定连接设

有接触杆，所述接触杆和玻璃管接触连接设置，且所述接触杆和活塞对应匹配设置，所述接

触板右侧固定连接设有第四弹簧，所述第四弹簧的另一侧和控制板接触连接设置。
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[0009] 优选地，所述排放装置包括在箱体上侧固定连接设置的排出箱，所述连接管贯穿

于排出箱底部设置，所述排出箱上侧匹配安装设有箱盖，所述箱盖上侧固定连接设有排气

管，所述排气管贯穿于箱盖设置，所述排气管位于箱盖内螺纹套设有过滤板，所述过滤板下

侧固定连接设有握杆，所述握杆贯穿于排气管设置。

[0010] 优选地，所述排出箱内设有多个存放板，所述存放板中间位置为漏网型设置，多个

所述存放板内对称设有两个空腔，两个所述空腔内转动连接设有转动杆，所述转动杆贯穿

于空腔设置，所述转动杆位于空腔内固定套设有齿轮，所述空腔内对称设有两个齿条，两个

所述齿条和齿轮啮合连接设置，两个所述齿条远离对方的一侧固定连接设有连接板，所述

连接板远离对方的一侧固定连接设有连接杆，所述连接杆贯穿于空腔设置，所述排出箱内

对称设有多个连接槽，所述连接杆贯穿于连接槽和连接槽匹配连接设置，所述连接板通过

第二弹簧和空腔连接设置。

[0011] 优选地，所述空腔内对称设有四个滑槽，四个所述滑槽内滑动连接设有滑杆，所述

滑杆贯穿于滑槽和齿条固定连接设置。

[0012] 与现有技术相比，本发明的有益效果是：采用节能式半导体制冷片，不需要制冷循

环，减少中间过程能量损失，冷却效率高，散热损失小，电能直接通过半导体转化为热传递

的能量，无中间环节从而达到节能和高效率的目的，通过玻璃管、活塞、接触杆相配合，完成

对工作箱内液体量多少的判断操作，再通过夹板、海绵片、移动板相配合，完成对工作箱外

侧产生的水的简单收集操作，通过排出箱、存放板相配合，完成对排出气体气味的调节操

作，整体操作简单，实用性强。

附图说明

[0013] 图1为本发明提出的一种半导体高效制冷机的结构示意图；

[0014] 图2为图1中A处的结构放大图；

[0015] 图3为本发明提出的一种半导体高效制冷机中排出箱的侧视连接示意图；

[0016] 图4为本发明提出的一种半导体高效制冷机中空腔的结构放大图；

[0017] 图5为本发明提出的一种半导体高效制冷机中移动板和回型板的连接示意图；

[0018] 图6为本发明提出的一种半导体高效制冷机工作箱中挡板的连接示意图；

[0019] 图7为图1中B处的结构放大图。

[0020] 图中：1箱体、2工作箱、3半导体、4进气管、5压缩机、6连接管、7排出箱、8箱盖、9排

气管、10过滤板、11电机、12扇叶、13固定板、14第一弹簧、15移动板、16回型板、17通孔、18存

放板、19空腔、20转动杆、21齿轮、22齿条、23滑槽、24滑杆、25连接槽、26连接杆、27连接板、

28第二弹簧、29第三弹簧、30限位槽、31限位板、32挡板、33玻璃管、34活塞、35控制槽、36控

制杆、37控制板、38接触板、39第四弹簧、40接触杆、41夹板。

具体实施方式

[0021] 下面将结合本发明实施例中的附图，对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完

整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例，而不是全部的实施例。

[0022] 在本发明的描述中，需要理解的是，术语“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“顶”、

“底”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系，仅是为了便
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于描述本发明和简化描述，而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以

特定的方位构造和操作，因此不能理解为对本发明的限制。

[0023] 参照图1‑7，一种半导体高效制冷机，包括箱体1，箱体1内下侧固定连接设有工作

箱2，工作箱2的两侧通透设置，工作箱2内两侧对称固定连接设有两个半导体3，工作箱2的

上侧匹配连接设有进气管4，进气管4贯穿于工作箱2和箱体1设置，进气管4位于箱体1内匹

配连接设有压缩机5，箱体1上侧还匹配连接设有连接管6，连接管6贯穿于工作箱2和箱体1

设置，连接管6位于箱体1外侧连接设有排放装置，排放装置包括在箱体1上侧固定连接设置

的排出箱7，连接管6贯穿于排出箱7底部设置，排出箱7上侧匹配安装设有箱盖8，箱盖8上侧

固定连接设有排气管9，排气管9贯穿于箱盖8设置，排气管9位于箱盖8内螺纹套设有过滤板

10，过滤板10下侧固定连接设有握杆，握杆贯穿于排气管9设置，排出箱7内设有多个存放板

18，存放板18中间位置为漏网型设置，多个存放板18内对称设有两个空腔19，两个空腔19内

转动连接设有转动杆20，转动杆20贯穿于空腔19设置，转动杆20位于空腔19内固定套设有

齿轮21，空腔19内对称设有两个齿条22，两个齿条22和齿轮21啮合连接设置，两个齿条22远

离对方的一侧固定连接设有连接板27，连接板27远离对方的一侧固定连接设有连接杆26，

连接杆26贯穿于空腔19设置，排出箱7内对称设有多个连接槽25，连接杆26贯穿于连接槽25

和连接槽25匹配连接设置，连接板27通过第二弹簧28和空腔19连接设置，空腔19内对称设

有四个滑槽23，四个滑槽23内滑动连接设有滑杆24，滑杆24贯穿于滑槽23和齿条22固定连

接设置，确定并限制齿条22的运动轨迹，箱体1外侧对称固定连接设有两个电机11，两个电

机11的输出轴贯穿于箱体1设置，两个电机11的输出轴位于箱体1内固定连接设有扇叶12，

且扇叶12和半导体3对应设置，工作箱2上侧对称固定连接设有两个固定板13，两个固定板

13远离对方的一侧固定连接设有第一弹簧14，第一弹簧14的另一侧固定连接设有移动板

15，移动板15上侧设有回型板16，回型板16贯穿于移动板15和移动板15滑动连接设置，回型

板16通过第三弹簧29和移动板15连接设置，回型板16下侧固定连接设有夹板41，工作箱2内

设有显示装置，显示装置包括在工作箱2内下侧固定连接设置的玻璃管33，玻璃管33贯穿于

工作箱2和箱体1设置，玻璃管33内滑动连接设有活塞34，箱体1下侧固定连接设有控制板

37，控制板37位于玻璃管33的右侧设置，控制板37侧壁设有控制槽35，控制槽35内滑动连接

设有控制杆36，控制杆36贯穿于控制槽35设置，控制杆36位于控制板37左侧固定连接设有

接触板38，接触板38的左侧固定连接设有接触杆40，接触杆40和玻璃管33接触连接设置，且

接触杆40和活塞34对应匹配设置，接触板38右侧固定连接设有第四弹簧39，第四弹簧39的

另一侧和控制板37接触连接设置，完成对活塞34板初始位置的标记操作，进而可以更好的

直到到工作箱2内部的情况，箱体1内对称设有四个限位槽30，四个限位槽30两两一组设置，

且四个限位槽30内滑动连接设有限位板31，限位板31贯穿于限位槽30和移动板15固定连接

设置，确定并限制移动板15的运动轨迹。

[0024] 本发明中，先向靠近对方的方向移动两个移动板15，使移动板15和箱体1之间断开

连接，向下移动回型板16，回型板16压缩相应的第三弹簧29，选取相应的海绵板放在夹板41

和移动板15之间，松开回型板16和移动板15，将海绵片夹住的同时，移动板15和箱体1接触

连接在一起，在存放板18上放上相应的物品，完成对排出气体气味的调节操作，顺时针转动

转动杆20，转动杆20通过齿轮21带动两个齿条22向靠近对方的方向移动，齿条22通过连接

板27带动连接杆26向靠近对方的方向移动，连接板27拉伸第二弹簧28，直到连接杆26完全
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进入存放板18内为止，将存放板18整体放进排出箱7内，并使连接杆26和连接槽25位置相

对，松开转动杆20，在第二弹簧28的作用下，连接板27带动连接杆26进入连接槽25内，将箱

盖8安装在排出箱7上，启动压缩机5、电机11，并将半导体3和相应的电源进行连接，开始进

行相应的制冷操作，在刚开始工作时，活塞34会在进入工作箱2的气体作用下向下移动，最

终保持稳定，当活塞34的位置保持稳定时，向右移动控制杆36，控制杆36带动接触板38和接

触杆40向右移动，接触杆40和玻璃管33之间断开连接，上下移动控制杆36，控制杆36带动接

触板38和接触杆40上下移动，直到接触杆40的位置和活塞34的位置相对为止，松开控制杆

36，在第四弹簧39的作用下，接触板38带动接触板38向左移动，接触杆40和玻璃管33接触连

接在一起，在装置整体的工作过程中，会在工作箱2内产生一定的水，这些水进入玻璃管33

内，并带动活塞34向下移动，当活塞34和接触杆40之间的距离变大时，显示工作箱2内水的

增大，当活塞34和接触杆40之间的位置过大时，关闭装置整体，将其中的水倒出即可。

[0025] 以上所述，仅为本发明较佳的具体实施方式，但本发明的保护范围并不局限于此，

任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内，根据本发明的技术方案及其

发明构思加以等同替换或改变，都应涵盖在本发明的保护范围之内。
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